




























































专利名称(译) 超声波装置，超声波模块以及超声波测定装置
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摘要(译)

一种超声波装置，其包括：基板，其具有第一开口和第二开口；以及设
置在所述基板上的第一开口。支撑膜，其设置在基板上并阻挡第一开口
和第二开口；透射压电膜，该透射压电膜设置在支撑膜上，在从基板的
厚度方向观察时与第一开口重叠的位置，并在基板的厚度方向上夹在一
对电极之间。接收压电体膜，其在从基板的厚度方向观察时与第二开口
重合的位置处设置在支撑膜上，并在基板的厚度方向上介于一对电极之
间。在基板的厚度方向上，发送压电膜的厚度尺寸小于接收压电膜的厚
度尺寸。
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